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57) Die Erfindung betr lfft ein Verfahren und eine Anordnung zur Nessung der Wellenflachenneigung fir
sptische Systeme mittels eines Interferometers vorzugswelss eines Lateral-Polarisationsshearinginter-
erometers. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung zur Messung der.
Velienflachenneigung von optischen Systemen mit grofem Pupiliendurchmesser zu schaffen, ohne daf
“ehler der Interferometerbausteine in das MeRergebnis eingehen. ErfindungsgemaR wird die Aufgabe
ladurch geldst, daR das mit einer pfiersanordﬂung gekoppelte Interferomster relativ zur Wellenﬂacm und
erfikrecht zu deren Ausbreitungsrichtung schrittweise verschoben wird und daB das Interferometer einen
deineren Pupitlendurchmesser als das zu messende optische System besitzt und mit einem Melphasen-
chieber, einer MeBblende und einem Phiotoempfénger gekoppelt ist. Die Erfindung dient zur Priifung der
\bbildungsglite von optischen Systemen. ‘
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Titel der BErfindung:

Verfahren und Anordnung zur llegsung der Vellenfléchen-
neigung '

<

Anwendungsgebiet der Erfindung:

(Shs Rl 0 )

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung

gur Messung der Wellenfléchenneigung flir optische Systeme
mittels eines Interferometers vorzugsweise eines Lateral-
Polarisationsshearinginterferometers.

Charakteristik der bekannten technischen ILbsungen:

Es ist bekannt die Wellenfléchen eines zu priifenden op-
tischen Systems mittels eines Shearingihterferometers
lateral zu versetzen und das entstehende Interferenzbild
punktweise auszuwerten, Wihrend Zweiweg~Shearinginterfero-
meter relativ anfalllg gegenliber Umwelteinfliissen wie Tem-
peraturgradienten, Schwingungen und Kippungen sind, bileten

Kristallplatteninterferometer insbesondere Lateral-Polari-

sationshéaringinterferometer mit variabler Versetzung der
Wellenflichen den Vorteil sehr stabiler Interferenzbilder.
Naohteiiig ist, daB die Fehler der optischen Bauelemente
des Interferometers als systematische Fehler in das MeB-
ergebnis eingehen und die durch Umwelteinfliisse entstehen~

den Phasentinderungen sich als zuf#llige Pehler auswirken,
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Erhebliche Schwierigkeiten bereitet die Reallslerung der
interferometrischen Anforderungen an die polierten Kristall-
flichen, insbesondere filr grdBere Pupillendurchmesser.

7Ziel der Erfindungzs

7iel der Erfindung ist es, die Wachteile bekannter Mel-
verfahren bzw. Anordnungen bei der Messung der Wellenflé-
chenneigung'von ontischen Systemen mit groBem Pupillen~-
durchmesser zu beseltigen und die Mefgenauigkelt zu stei-
gern. ' .

-

Darlesung des Wesens der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
und eine Anordnung zu schaffen, die es ermdglichen die
Wellenflichenneigung fiir optische Systeme mit grdBem Pu=
pillendurchmessern mittels eines Interferometers vorzugs-
weise eines Iateral~Polarisationsshearinginterferometers

zu messen, wobei PFehler durch die Interferometerbausteine
selbst nicht mit in das MeBergebnis eingehen,
Brfindungsgemil wird die Aufgabe dadurch geldst, daB das
mit einer MeBanordnung gekoppelte Interferometer relatlv
zur Wellenfliche und senkrecht zu deren Ausbreitungsrich-
tung schrittweise verschoben wird und daB das Interferome-
ter einen kleineren Pupillendurchmesser als das zu messen=
de optische System besitzt und mit einem MeBphasenséhieber,
sowie einer MeBblende und einem Photoempfénger gekoppelt
ist. Da das Interferometer zur Aufnahme der einzelnen MeB~
punkte immer an derselben Stelle vom Licht durchsetzt wird,
gehen die Pehler der Interferometerbauelemente nicht 1n das
MeBergebnis eine
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“Ausfithrungsbeispiel :

Die Brfindung soll anhand eines Ausfilhrungsbeispieles ni-

. her erlauvtert werden. Die dazugehOrige schematische

Zeichnung zelgt den pringipiellen Aufbau der erfindungs-
gemdBen MefBanordnung,

Das von der kohdrenten monochromatischen Lichtquelle 1
ausgehende Licht wird von dem ale Kollimator wirkenden
Prifling 2 in die zu priifende deformierte Welle 3 umge-
wandelt. Von dem aus Polarisator 4, den Kristallplatten-
einheiten I und II und dem Analysator 11 gebildeten Shea-
ringinterferometer wird die Welle 3 aufgespalteﬁ und la=-
teral versetzt, |

In Uberdeckungsgebiet 12 wird mittels eines Kompensations-
prinzips die Phasendifferenz zwischen belden versetzten
Wellenfldchen punktweise gemessen. Die Messung erfolgt
derart, daB mittels einer Phasenplatte 16 der halben Wel-
lenfléche ein Gangunterschied von A /2 aufgepridgt und der
als Phasenschieber wirkende Polarisator 11 photoelektrisch
mittels Photoempfénger 15 auf Intensitétsgleichheit in
beiden Interferenzbildhdlften eingestellt wird. Aus der
Winkelstellung des Polarisators 11 ergibt sich dann die
Wellenflachenneigung. Eine iiber die Hilfslinse 13 kon-
jugiert zur Phasenplatte 16 fest angeordnete Photometer-
blende 14 bestimmt den pro MeBpﬁnkt auszuphotometrieren-
den Abschnitt der versetzten Wellenfldchen, Zur Messung
lings eines Azimutschnittes der Wellenfliche wird die
Gesambteinheit des Wellenfléchenneigungsenalysators 17 ein-
schlieBlich der Photometerblende 14 und des Photoempfan~
gers 15 mechanisch senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der
Wellenfléche verschoben, da die optischen Anforderungen an
die Interferometerbausteine fiir grofe Pupillendurchmesser
nicht reailisierbar wiren. Aus der Messung der VWellenaber-
rationsdifferenz in mindestens zwel Azimuten kann mathe-
metisch die Wellenfléche ermittelt werden. |
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Brfindungsanspruch:

1. Verfahren zur Messung der Wellenflichenneigung fiir

N

'optiSChe Systeme mittels eines Interferometers vor-

zugsweise eines Lateral-Polaristaionsshearinginter-
ferometers, dadurch gekennrzeichnet, dalB das mit einer’
MeBanordnung gekoppelte Interferometer relativ zur
Wellenfliche und senkrecht zu deren Auvsbreitungsrich-
tung schrittwelse verschoben wird, '

Anordnung zur Megsung der Wellenflichenneigung fiir

~optische Systeme mittels eines Interferometers vor-

zugsweise eines Lateral-Polarisationsshearinginter-
ferometers, dadurch gekennzeichnet, dal das Interfero=-
meter einen kleineren Pupillendurchmesser als das zu
messende optische System besitzt und mit einem MeB-
phasenschieber, sowie einer MeBblende und einem Photo-.
empfénger gekoppelt ist,

—~
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